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摘要(译)

一种对被检体的状态进行分析的分析装置(1)，包括：调温部(1c)，通过
对被检体进行冷却，来降低被检体的温度；光源(1a)，通过使光照射到被
检体，对由调温部(1c)冷却了的被检体的至少一部分进行加热；第一温度
计测部(1b)，计测因光源(1a)的加热而发生的被检体的温度变化；以及分
析部(1d)，根据被检体的温度变化，来分析被检体的状态。例如，第一温
度计测部(1b)具有超声波探头(102a)，将超声波脉冲发送给被检体，并接
收所述超声波脉冲在所述被检体的反射波，根据超声波探头(102a)所接
收的反射波的信号，计测被检体的温度。
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